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摘   要 

在半導體產業當中，長晶是矽晶圓形成最初步的製程，在晶棒長成的過

程中，若周遭環境變動劇烈，容易造成晶體線性方向產生差排，即為俗稱「斷

線」之現象。晶棒若遇斷線便無法繼續生長，則重工的過程往往造成極大的

成本消耗，本研究與新竹科學園區晶圓公司合作，以柴氏長晶法為例，藉由

分析長晶製程參數，預測斷線跡象並即時監控製程，期望減少斷線造成的成

本損失。 

 

我們蒐集晶棒生長過程中的環境參數，將參數分類為可控因子(如：拉

速、晶轉速度、氬氣流量)與不可控因子(如：加熱器溫度、節流閥開度)，再

藉由動差等智能化轉換與圖形趨勢分析來判別影響斷線的關鍵因子，建立數

據庫，最後利用類神經網路建立管控模型。 

 


